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ABSTRACT
The beam profile monitor for the electron linear accelerator using amorphous magnetic wires are 

reported. It is composed of four amorphous magnetic wires, four pickup coils, SMA connectors, 
housing and ceramic vacuum duct. Magnetic field induced by electron beam are measured by 
means of one-turn pickup coils with the amorphous magnetic wires.

アモルファスワイヤーを用いたビームプロファイルモニターの開発

1 •はじめに
電子線加速器等においてビームプロファイルを計測する手段としては、ワイヤーを用いたも 

の、デマルケストなどのスクリーンを用いたものがある。我々は、電子ビームで誘起される磁 
界の変化量を求めることで、 ビームプロファイルを計測する研究を行なっている[ 1 ]。アモルフ 
ァスワイヤーに1 ターンのピックアップコイルを巻き付けて、 円形モニターケースごとe ステ一 
ジを回転させることで、電子ビームのビームプロファイルを求める研究開発を進めている。

2 •テストベンチによる校正 
図 1 のようなテストベンチシステムでモニターの校正を行なった。 モニター校正用テ 

ス トベンチは、パル ス ジェネレー夕、パルスモータで駆動するx ，z ，e ステージ及びモニ 
夕一ヘッドで構成されている。o.3mmの銅線をモニターの中に通して、 ワイヤーにパル 

ス ジ ェ ネ レ ー 夕 の パ ル ス 電 流 （100m A )を流して、 ピックアップコイルからの出力電圧 
波 形 を デ ジ タ ル オ シ ロ ス コ ー プ （TDS 500, Tektronix)で計測した。 図 2 に示すように信 
号源から距離に反比例した出力電圧が計測できた。
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アモルファスワイヤーの断面積と距離によるモニターの出力変化

35MeVの加速器で Ins幅 の 電 子 ビ ー ム を 加 速 し て 、 ビーム出口の窓にモニターシステ 
ムを設置して実験を行った。電 荷 量 は 、 1OOpC/pulseになるようにバイアス電圧を上げて 
制御した。最 初 に モ ニターのほぼ中心を電子ビームが通過している時には、0 ステージ 
で45度回転させても出力電圧に変化がないことを確認した。次にX stageでX軸 を -4_ か  
ら+4mmまで1 _ ずつ移動し、各点において e ステージを45度回転させ、 出力電圧をプロ 
ットした。図 3 に+2mm，Center，-4mmの時の 0 ステージ 45度回 転 さ せ た 時 の デ 一 夕 を 示  
す。

3 •実験

Non-d«structive profile monitor

Q -  Stage X -Stage

Beam duct ( ceramic duct )

Oscilloscope

図 1. ポジションモニターの校正方法とモニターへッド

PROFILE MONITOR USING AMORPHOUS MAGNETIC WIRE

旦
LLla

>
H-
a.
IDO

図

一 258 一



JAERI-Conf 94-003

>
egree

S,
—

1
2  60i

O
•so

図 3 .0  — Stageを 4 5 度回転させた時の 

4 つの出力電圧の変化

4 •まとめ
アモルファスワイヤーを用いたビームプロファイルモニターのピックアップコイル電圧は、 

通過電流の距離に反比例することを利用してビームプロファイルを求められる。 デ一夕収集シ 
ステムを構築しコンピュータ解析することで、 ビームプロファイルが'求められると考えられる。
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